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【手続補正書】
【提出日】令和3年4月1日(2021.4.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　顕微鏡システム用の位相板であって、
　下面、基板本体、及び上面を通じて点光源からの光の波長を通す平面基板を備え、
　前記上面が、少なくとも第１の層領域及び第２の層領域を含む分割領域アレイとして形
成された点像分布関数工学プロファイルを含み、
　第１及び第２の層領域がそれぞれ、前記光の波長の点像分布関数を変換して波長依存幾
何学的パターンを形成する異なる厚さを有する、位相板。
【請求項２】
　前記平面基板が、ＳｉＯ２、ガラス、石英、雲母、及びＡｌ２Ｏ３のうちの少なくとも
１つを含む、請求項１に記載の位相板。
【請求項３】
　前記上面が、約３ｎｍ未満の表面粗さ（Ｒａ）を有する、請求項１に記載の位相板。
【請求項４】
　前記分割領域アレイが、正方形の規則的なモザイクを形成する、請求項１に記載の位相
板。
【請求項５】
　前記規則的なモザイクが、２×２グリッド、３×３グリッド、又は４×４グリッドであ
る、請求項４に記載の位相板。
【請求項６】
　前記点像分布関数工学プロファイルが反射対称性を有する、請求項１に記載の位相板。
【請求項７】
　前記点像分布関数工学プロファイルが、前記上面の中心軸を中心とした放射対称性を有
する、請求項１に記載の位相板。
【請求項８】
　前記波長依存幾何学的パターンが、前記点光源の空間位置を維持する空間的に中心合わ
せされた形状を含む、請求項１に記載の位相板。
【請求項９】
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　前記点像分布関数工学プロファイルが、少なくとも３つの異なる層高さを有する少なく
とも３つの層領域を含む、請求項１に記載の位相板。
【請求項１０】
　方法であって、
　試料の観察領域を照射して、少なくとも１つの光の波長の放射光を生成することと、
　前記放射光を位相板に通過させることによって、前記観察領域内の点エミッタの第１の
画像を捕捉することであって、前記位相板が、上面、基板本体、及び下面を有する透明基
板を含み、前記上面が、少なくとも第１の層領域及び第２の層領域を含む領域のモザイク
から形成された点像分布関数工学プロファイルを含み、前記第１及び第２の層領域のそれ
ぞれが、前記少なくとも１つの波長の光の点像分布関数を修正して波長依存幾何学的パタ
ーンを形成する異なる厚さを有することと、
　前記第１の画像の分析に応答して、前記点エミッタの前記波長依存幾何学的パターンに
基づいて、前記点エミッタに対応する色を決定することと、
　を含む、方法。
【請求項１１】
　前記第１の画像の分析に応答して、前記点エミッタの前記波長依存幾何学的パターンに
基づいて、前記観察領域内の前記点エミッタの位置を判定することを更に含む、請求項１
０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１及び第２の層領域が、規則的な正方形のモザイクを形成する、請求項１０に記
載の方法。
【請求項１３】
　前記点像分布関数工学プロファイルが、前記上面の中心軸を中心とした半径対称性を有
する、請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記点像分布関数工学プロファイルが、反射対称性を有し、前記放射光の空間位置を維
持する空間的に中心合わせされた形状である、請求項１０に記載の方法。
【請求項１５】
　後の時点で前記点エミッタの第２の画像を捕捉することと、前記点エミッタの運動を判
定することと、を更に含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　蛍光顕微鏡撮像デバイスであって、
　少なくとも１つの波長の光で試料の観察領域を照射するように配置された任意の照明源
と、
　前記試料からの光を捕捉して画像を形成するように配置された撮像センサと、
　前記試料からの光を前記撮像センサに方向付けるように配置された撮像光学素子と、
　前記撮像光学素子のフーリエ平面に配置された請求項１に記載の位相板と、
　を備える、蛍光顕微鏡撮像デバイス。
【請求項１７】
　前記画像内の異なる色の形態を検出するように適合された検出器を更に備える、請求項
１６に記載の蛍光顕微鏡撮像デバイス。
【請求項１８】
　前記画像を表示するように適合された表示デバイスを更に備え、前記画像が、前記試料
内の点エミッタを表す波長依存幾何学的パターンを含む、請求項１６に記載の蛍光顕微鏡
撮像デバイス。
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